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En bdrbar partikelanalysator &ir kompakt
och kan bestimma storleken, formen och
antalet hos partiklarna i ett fluidsam-
pel. En laserstrdle (15) skir fluid-
strommen (17) i en parabolspegels (11)
forsta fokus. Ljus sprides och samlas av
strédlningskollektorer (13) och stdlning
som spritts i liten vinkel detekteras i
en andra kammare (19) genom reflexion i
en ellipsoidspegel (20) mot en strdl-
ningskollektor (21). Fotomultiplikator-
enheter (23) konverterar den samlade
strdlningen i elektriska signaler fo&r
analys.
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Kannettavat hiukkasanalysaattorit

Tamid keksintd liittyy laitteeseen juoksevassa aineessa
olevien hiukkasten analysoimiseksi. Tutkittaessa esimer-
kiksi aerosoleja, aerosolien dispersioita ja ilman sisdl-
tamdn hiukkasmaisen saasteen valvonnassa vaaditaan hiuk-
kaskokojakautuman nopeata mddrittamista erityisesti
halkaisija-alueella 1...10 mikrometrid, sekd erillisten
hiukkasten muodon ja symmetrian jonkinasteista tuntemista.
Viimeksimainitun tiedon avulla voitaisiin esimerkiksi
tunnistaa pallosymmetrisid hiukkasia ja siten laskea/val-
voa pienii nestepisaroita ymparist&ssd, joka sisdltdd muita
kiinteitd, ei-pallomaisia hiukkasia. Esilld olevan seli-
tyksen yhteydess3d termi hiukkanen on tarkoitettu kattamaan

sekd kiintedt kappaleet ettd nestepisarat.

On toivottavaa, ettd sellaisilla menetelmilld voitaisiin
laskea niytteessi olevia yksildllisid hiukkasia nopeuksil-
la, jotka ovat tyypillisesti 20.000 hiukkasta sekunnissa,
ja ettd voitaisiin erottaa ndytteessd olevat pallomaiset
ja ei-pallomaiset hiukkaset sekd laskea molemmat tyypit.
Toisena tavoiteltavana ominaisuutena on halkaisijaltaan
0,5 - 15 mikrometrid olevien pallomaisten hiukkasten
luokitteleminen eri kokoalueisiin sekd tdssa yhteydessa
hiukkasten luokitteleminen "ei-pallomaisiksi", jolloin ne
voidaan jattd3d huomiotta kokojakautumaa laskettaessa,

olettaen ettd hiukkanen on pallomainen.

Useissa kaupallisisesti saatavissa mittalaitteissa ta-
vanomaiset hiukkasten tarkastelumenetelmdt kdyttavat hiuk-
kasten siroaman sdhkdmagneettisen sdteilyn ilmaisua Jja
analyysia. Kaikissa sellaisissa mittalaitteissa kdytetdan
mekaanista mekanismia ilmandytteen pakottamiseksi "il-
maisutilavuuden" 1l&dpi, jossa mukana seuraavat hiukkaset

valaistaan niihin kohdistetulla sidhkdmagneettisella sdtei-
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lylld. Hiukkasten siroama séteily vastaanotetaan yhdella
tai useammalla ilmaisimella, jotka muuttavat energian
sdhkdsignaaleiksi, joista voidaan saada informaatiota
sopivilla s&ihkdpiireilli.

Hiukkasanalysaattoreita tunnetaan, esimerkiksi patentti-
hakemuksissa UK 8619050 ja 2044951A seki US-patentissa
3946239 kuvatut. Ndissid kuvataan analysaattoreita, jotka
kdsittdvéd koveran heijastimen sirontakammiossa, sekd juok-
sevaa ainetta olevan nidytevirtauksen, joka leikkaa sdteilyn
sdteen. Juoksevassa aineessa olevista erillisistid hiukka-
sista sironnut valo kohdistetaan heijastimen kautta sitei-
lyn kokoojiin ja analysoidaan sen jdlkeen. Kaikissa ndissi
on haittana, ettd ne ovat tilaa vievid, arkoja, eivatka
siten helposti kannettavia. Lisiksi ndytteessd olevista
hiukkasista pienessid kulmassa sironnutta valoa ei ilmaista

missdin edelld mainitussa tekniikan tason jdrjestelmissai.

UK-patentissa 2041516 kuvataan toinen edellid mainittua
tyyppid oleva hiukkasanalysaattori, jossa kuitenkin lisi-
piirteend koverassa heijastimessa on ldpindkyvd ikkuna,
jota kidytetddn takaisin sironneen valon kokoamiseksi
linssejd ja fotomonistimia kédyttden. Tallid laitteella
saavutetun takaisinsironneen valon voimakkuus on hyvin
alhainen ja kulkee kollimointivilineen ldpi ennen sen
kokoamista fotomonistimilla. Tamid tarkoittaa sitd, ettei
kaikkea takaisinsironnutta valoa ilmaista, ja ettd valon
kokamiseksi vaadittu laite on monimutkainen, kémpels ja
suhteellisen kallis. Lisdksi laite ei ole kannettava.

Tamédn vuoksi tarvitaan hiukkasanalysaattoria, joka on
kannettava, pienikokoinen ja suhteellisen halpa, ja joka
madrittdd juoksevassa nédyteaineessa olevien hiukkasten
koon, muodon ja lukumdirdn, ja joka lisiksi tehokkaasti
pystyy ilmaisemaan ja analysoimaan niytteen yksil6llisista

hiukkasista pienessd kulmassa sironneen valon.
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Esilla olevan keksinndén erddn ndkokohdan mukaisesti hiuk-
kasanalysaattori sisdltdid ensimmdisen sirontakammion, va-
lineet juoksevaa ainetta olevan ndytteen jarjestamiseksi
laminaarisen virtauksen muodossa ensimmdisen sirontakam-
mion ldpi, sdteilyn sdteen, joka on sovitettu leikkaamaan
ndytteen suorassa kulmassa ndytteen virtaussuuntaan ndhden
ensimmdisen koveran heijastimen polttopisteessid, jolloin
ensimmdistd koveraa heijastinta kdytetiddn ndytteessd ole-
vien yksilollisten hiukkasten siroaman sidteilyn suuntaa-
miseksi kohti ainakin yhtd sdteilyn kokoojaa, vdlineet
kootun sdteilyn muuntamiseksi sdhkdsignaaleiksi kidsittelya
ja analyysia varten, sekd vdlineet siroamattoman sdteilyn
poistamiseksi, jolle on tunnusomaista, ettd ensimmdisessi
koverassa heijastimessa oleva aukko johtaa toiseen siron-
takammioon, joka kdsittdd toisen koveran heijastimen
ldhelld sen polttopistettd sijaitsevalla sateilyn kokoojalla
ja sekd siten sijoitettuna, ettid sen etdinen polttopiste on

sdteilyn sdteen ja ndytteen leikkauspisteessi.

Sdteilyn sdde voidaan aikaansaada laserilla, joka voidaan
jdrjestdd lukuisilla tavoilla siten, ettd side leikkaa
ndytteen suorassa kulmassa. Se voidaan esimerkiksi jarjes-
tdd linjassa ensimmdisen koveran heijastimen p&dakselin
kanssa; sellainen jarjestely tuottaa tukevamman ja pieni-

kokoisemman laitteen.

Ensimmdinen heijastin voi olla parabolinen peili tai
vaihtoehtoisesti ellipsoidipeili, joka heijastaa sironneen

valon yhteen ainoaan ilmaisupisteeseen.

Asentamalla toinen kammio samankeskeisesti ensimmdisen
kammion kanssa saadaan etuna, ettd ndytteen yksildllisisti
hiukkasista pienessd kulmassa sironnut valo myds voidaan
ilmaista ja analysoida. Tdmd tieto on erityisen hyédyllinen
middritettdessd hiukkasten kokoa. Toinen kammioc sisdltdi
myds toisen koveran heijastimen. Toinen kovera heijastin

on edullisesti ellipsoidipeili ja sill3 on lihipolttopiste
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sekd etddlld oleva polttopiste, joka sijaitsee sdteen ja
ndytteen leikkauspisteessid. Siten pienessi kulmassa siron-
nut valo heijastuu ellipsoidipeilin avulla ldhipolttopis-

teeseen ja koottaan siini siteilyn kokoojalla.

Esilld olevassa keksinndssid voidaan kdyttda mitd tahansa
sopivan tyyppisi# sdteilyn kokoojia, ja ne voivat kdsittidi
fotomonistinyksikoitd, valokuituja jotka johtavat sellai-
siin yksikéihin, tai linsseji valon suuntaamiseksi kuituj-
hin tai yksik&ihin.

Esilld olevan keksinndén toisen nikdkohdan mukaisesti
menetelmd hiukkasten analyysia varten sisidltidi vaiheet,
joissa:

johdetaan juoksevan aineen niyte laminaarisena virtauksena
ensimmiisen sirontakammion lipi;

johdetaan siteilyn sdde ensimmiisen sirontakammion lapi
naytteen leikkaamiseksi suorassa kulmassa virtaussuuntaan
nihden ensimmdisen koveran heijastimen polttopisteessi,
jolloin ensimmiistd koveraa heijastinta kdytetddn sdteilyn
suuntaamiseksi kohti ainakin yht& sdteilyn kokoojaa; jolle
on tunnusomaista, ettd takaisinsironnut sdteily kootaan
toiseen kammioon, joka sisiltd#i toisen koveran heijastimen
ja johon on yhteys ensimmiisen koveran heijastimen aukosta,
kayttémdlld toisen koveran heijastimen ldhipolttopisteen
lahelld olevaa siteilyn kokoojaa, jolloin toinen heijastin
mySs on jdrjestetty siten, ettid sen etdinen polttopiste
sijaitsee sédteilyn siteen ja niytteen leikkauspisteessi;
muunnetaan koottu sdteily sdhkdsignaaleiksi, kdsitelldin
ja analysoidaan sihkdsignaalit; sek#d kootaan pois sirocama-

ton sdteily.
Nayte voi olla aerosoli.
Seuraavassa selitetdin keksinndn erditi suoritusmuotoja

pelkdstdédn esimerkin muodossa ja viitaten oheisiin piirus-

tuksiin, joissa:
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kuvio 1 on keksinndn edullisen suoritusmuodon leikkaus

sivulta pdin nahtyna;
kuvio la on kuvanto pitkin kuvion 1 viivaa;

kuvio 2 on keksinnén toisen suoritusmuodon leikkaus sivulta

nahtynéa.

Kuten kuviossa la on esitetty, ensimmdinen sirontakammio
10 sisdltdi ensimmdisen koveran heijastimen parabolisen
peilin 11 muodossa, linssejd 12 ja sdteilyn kokoojia 13.
Laser 14 on jirjestetty 1linjaan parabolisen peilin 11
pddakselin kanssa ja se suuntaa sdteilyn sdteen 15 kohti
parabolisen peilin 11 polttopistettd 16, jossa se leikkaa
laminaarisen virtauksen muodossa olevan juoksevan aineen
nidytteen 17. Aukko 18 johtaa toiseen kammioon 19, joka
sisdltdd toisen koveran heijastimen ellipsoidiheijastimen
20 muodossa sekd s&dteilyn kokoojan 21, joka sijaitsee
ellipsoidiheijastimen 20 1l&hipolttopisteen 1ldhelld, ja
ellipsoidiheijastin on sijoitettu siten, ettd sen et&dinen
polttopiste sijaitsee ensimmdisen parabolisen heijastimen
11 polttopisteessd. S&teilyn poistoelin, tyypillisesti
Rayleigh-torvi, sijaitsee elipsoidipeilin 20 aukossa si-
roamattoman siteilyn kokoamiseksi. Sdteilyn kokoajat 13 ja
21 on kytketty fotomonistinputkiin 23. Kuvio la esittdi
kokoojien 13 mahdollisen jdrjestelyn laserin 14 ymparilla.
Vaikka tdssd on esitetty vain kolme kokoojaa, laserin 14

ympédrille voidaan sijoittaa kuinka monta ilmaisinta tahansa.

Kuviossa 2 esitetdidn keksinnén toinen suoritusmuoto. Tassa
suoritusmuodossa sekd ensimmdinen heijastin 50 etta toinen
heijastin 51 ovat kummatkin ellipsoidipeilejd. Laser 14 on
jilleen 90° kulmassa heijastimien p#ddakseleiden suhteen,
niin ettd peili 41 suuntaa sdteen 15 pddakselia pitkin. Nayte
suunnataan suorassa kulmassa lasersdteeseen 15 ja leikkaa
sen ldhelli ensimmdisen ellipsoidiheijastimen 50 ldhipolt-

topistettd, Toinen ellipsoidiheijastin 51 sijoitetaan siten,
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ettd sen etdinen polttopiste yhtyy pisteeseen 16. Foto-
monistinputket 23 sijaitsevat ensimmidisen ellipsoidiheijas-
timen 11 etdisessd polttopisteessi ja ldhelld toisen ellip-
soidiheijastimen 20 polttopistettd sironneen sdteilyn
kokoamiseksi. Siteen poistovdline 22 sijaitsee toisessa

sirontakammiossa 19 siroamattoman sdteilyn poistamiseksi.

Kuviossa 2 on séteilyn kokooja 23 sijoitettu ensimmiisen
kammion 10 aukkoa 18 kohti, sen sijaan etti se olisi 90°
kulmassa t&hdn suuntaan nihden kuten kuviossa 1. Viimek-
simainitussa jdrjestelyssd koottaisiin enemmin sdteilyd
pienelld poikkeutuskulmalla, mutta vihemmin sdteilyd yh-
teensd, koska ainoastaan kokoojan suuntaiset heijastukset
talletetaan.

Kdytdn aikan juoksevaa nidyteainetta 17 sydtetddn laminaa-
risena virtauksena niytteen ympédrille sydtettdvdn va-
kionopeuksisen ilmavaipan avulla, kuten esitet&in kuviois-
sa 1 ja 2. Ndin tehd&din jotta nidytevirran ulommilla osilla
olisi sama nopeus kuin sisiosilla. Naytevirran ulommat osa
virtaisiva muutoin hitaammin johtuen ndytevirran rinnalla
paikallaan pysyvdn ilman kitkasta johtuen. Lisiksi ilma-
vaippaa sy&ttdva samankeskeinen putki on suunniteltu
kohdistamaan n&dytteessd olevan hiukkaset dynaamisesti
hiukkasten laminaarisen virtauksen aikaansaamiseksi. La-
sersdde 15 leikkaa suorassa kulmassa juoksevan aineen
virtauksen 17 ja valoa siroaa naytteessd olevista yksildl-
lisistd hiukkasista. Sironnut sdteily jeijastuu ensimmii-
sen heijastimen seinidmistd ensimmiisessi sirontakammiossa.
Jos ensimmdinen kovera heijastin on parabolinen peili 11
(kuvio 1), niin s&dteily heijastuu samansuuntaisena sen
pddakselin kanssa, ja jos se on ellipsoidipeili 40 ja 50
(kuviossa 2), niin sdteily suuntautuu kohti peilin etdista
polttopistettd. Tdmd heijastunut sdteily suunnataan sitten
kohti fotomonistinputkea 23 joko suoraan kuten kuviossa 2,
tai kdyttden linssejd 12 kuten kuviossa 1, s&ateilyn

suuntaamiseksi kohti fotomonistinyksikksja 23.
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Hiukkasten pienessd kulmassa siroama s&dteily kootaan
toisessa kammiossa 19, joka voi sisdltdd ellipsoidipeilin
20 ja 51 kuvioissa 1 ja 2 sekd sdteilyn kokoojat, jotka
voivat olla fotomonistinputki 23 kuten kuviossa 2, tai

sellaiseen putkeen 23 johtava linssi 21 kuten kuviossa 1.

Koottu sdteily muunnetaan sitten sdahkdsignaaleiksi, kdsi-
tellddn ja analysoidaan, ja tieto voidaa johtaa sopivilla

elektonisilla piireillsa.

Vaikka t&td keksintbad on selitetty esimerkin avulla ja
viitaten sen mahdollisiin suoritusmuotoihin, on ymmarret-
tdva ettd muunnelmia ja parannuksia voidaan tehdad poik-
keamatta keksinndén suoja-alalta, kuten se mdaritelldian

oheisissa patenttivaatimuksissa.
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8
Patenttivaatimukset
1. Hiukkasanalysaattori, joka sisdltdi ensimmiisen si-
rontakammion (10), valineet juoksevaa ainetta olevan

ndytteen (17) jarjestdmiseksi laminaarisen virtauksen
muodossa ensimmdisen sirontakammion (10) ldapi, sateily-
sdteen (15), joka on sovitettu leikkaamaan ndayte (17)
suorassa kulmassa ndytteen virtaussuuntaan nidhden ensim-
maisen koveran heijastimen (11) polttopisteessd (16),
jolloin ensimmiistd koveraa heijastinta (11) kdytetddn
naytteessd olevien yksildllisten hiukkasten sirocaman si-
teilyn suuntaamiseksi kohti ainakin ensimmaista heijas-
tinsdteilynkokoojaa (13), vdlineet (23) kootun sdteilyn
muuntamiseksi sdahkdsignaaleiksi kdsittelyd ja analyysia
varten, seka valineet (22) siroamattoman siteilyn poista-
miseksi, tunnettu siitd, ettid ensimmiisessa koverassa
heijastimessa (8) oleva aukko (18) johtaa toiseen siron-
takammioon (19), joka kdsittdi toisen koveran heijastimen
(20), jossa on toinen heijastinsdteilynkokooja (21), joka
sijaitsee lahipolttopisteessi siten, ettd sen etdispolt-
topiste on sdteilyn sdteen ja ndytteen leikkauspisteessa,
ja etta toinen heijastinsateilynkokooja (21) on yhdistet-
ty vdlineeseen (23) kootun sdteilyn muuntamiseksi sihkd-

signaaleiksi kédsittelyd ja analysointia varten.

2. PatenttivaatimuksenJ.mukainenhiukkasanalysaattori,
tunnettu siitd, ettd sateilyn sdde sydtetddn laserilla
(14) .

3. Patenttivaatimuksen 2 mukainen hiukkasanalysaattori,
tunnettu siitd, ettd laser (14) on jirjestetty ensimmii-
sen koveran heijastimen (11) pddakselille ja linjaan sen

kanssa.

4. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen hiukkasanaly-
saattori, tunnettu siitd, ettd koveran heijastimen (11)
padakselille on jarjestetty pieni heijastin (41) laserin
(14) sateen heijastamiseksi kulmaan pddakselin suhteen.



e

10

15

20

25

30

35

98662

9

5. Patenttivaatimuksen 4 mukainen hiukkasanalysaattori,
tunnettu siitd, ettd kulma on 90°.

6. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hiuk-
kasanalysaattori, tunnettu siitd, ettd ensimmdinen kovera

heijastin (11) on parabolinen heijastin.

7. Patenttivaatimusten 1-5 mukainen hiukkasanalysaatto-
ri, tunnettu siitd, ettd ensimmdinen kovera heijastin
(11) on ellipsoidi, jolloin 1leikkauspiste on ldhempana
olevassa polttopisteessd, ja jolloin etdisessd polttopis-
teessd tai sen 13helld on sateilyn kokooja (13).

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen hiukkasanalysaattori,
tunnettu siitd, ettd toinen kovera heijastin (20) on el-

lipsoidiheijastin.

9. Jonkin edellisen patenttivaatimuksen mukainen hiuk-
kasanalysaattori, tunnettu siitd, ettd jokainen sdteilyn

kokooja (13, 21) on fotomonistinyksikkd (23).

10. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen hiukkasana-
lysaattori, tunnettu siita, ettd jokainen sateilyn kokoo-
ja (13, 21) on valokuitu, joka johtaa fotomonistinyksi-
kdlle (23).

11. Jonkin patenttivaatimuksen 1-9 mukainen hiukkasana-
lysaattori, tunnettu siitd, ettd jokainen sdateilyn kokoo-
ja (13, 21) on linssi, joka suuntaa sadteilyn fotomonis-

tinyksikkdéén (23) tai valokuituun.

12. Menetelmd hiukkasten analyysia varten, joka sisaltaa
vaiheet, joissa: johdetaan juoksevan aineen nayte (17)
laminaarisena virtauksena ensimmdisen sirontakammion (10)
ldpi; johdetaan sdateilyn sdde (15) ensimmdisen sironta-
kammion (10) 1ldpi ndytteen (17) leikkaamiseksi suorassa
kulmassa virtaussuuntaan ndhden ensimmdisen koveran hei-

jastimen (11) polttopisteessd (16), jolloin ensimmdistd
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koveraa heijastinta kdytetdan sdteilyn suuntaamiseksi
kohti ainakin yhtd ensimmiista heijastinsateilynkokoojaa
(13); sallitaan pienessd kulmassa sirotun sdteilyn kulkea
ensimmidisessd koverassa heijastimessa (11) olevan aukon
(18) kautta toiseen kammioon (19), joka sisdltdd toisen
koveran heijastimen (20) sekd toisen heijastinsdteilynko-
koojan (21), joka sijaitsee toisen koveran heijastimen
(20) 1l&hipolttopisteessd; jolloin toinen heijastin on
jérjestetty siten, ettd sen etdinen polttopiste sijaitsee
sdteilyn sdteen (15) ja niytteen (17) leikkauspisteessi;
muunnetaan koottu sateily sdhkdsignaaleiksi (23), kasi-
tellddn ja analysoidaan sihkdsignaalit; seka johdetaan
siroamaton sdteily (23) pois.

13. Patenttivaatimuksen 12 mukainen menetelmd, tunnettu
siitda, ettd nadyte (17) on aerosoli.

Patentkrav
1. Partikelanalysator innefattande en fé&rsta sprid-

ningskammare (10), organ for att A&stadkomma ett sampel
(17) av fluidum i form av en lamindr strdmning genom den
férsta spridningskammaren (10), en strdlningsstrile (15)
anordnad att skara samplet (17) under rit vinkel relativt
en stromningsriktning i en fokalpunkt (16) f&r den f&rsta
konkava reflektorn (11), varvid den férsta konkava ref-
lektorn (11) anvandes foér att dirigera den spridda stral-
ningen av de individuella partiklarna i samplet mot at-
minstone en forsta reflektorstridlningskollektor (13),
organ (23) fOr att omvandla den uppsamlade stralningen
till elektriska signaler f&r behandling och analys, samt
organ (22) for att avlagsna den icke spridda stralningen,
kdnnetecknad av att en Sppning (18) i den f&rsta konkava
reflektorn (11) leder till en andra spridningskammare
(19) omfattande en andra konkav reflektor (20) med en
andra reflektorstralningskollektor (21) beldgen i dess
niarbeldagna fokalpunkt och fdrlagd sd att dess fjérrbelag-
na fokalpunkt befinner sig i skdrningspunkten f&r stral-

ningsstralen och samplet, varvid den andra reflektor-
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strdlningskollektorn (21) &r ansluten till organet (23)
f&r att omvandla den uppsamlade stralningen till elekt-
riska signaler fd&r behandling och analys.

2. Partikelanalysator enligt patentkrav 1, kdnnetecknad

av att strdlningsstrdlen astadkommes av en laser (14).

3. Partikelanalysator enligt patentkrav 2, kdnnetecknad
av att lasern (14) ar monterad pad och inriktad med huvud-

axeln fd&r den fédrsta konkava reflektorn (11).

4. Partikelanalysator enligt patentkrav 1 eller 2, kén-
netecknad av att en liten reflektor (41) ar monterad pa
huvud-axeln £6r den konkava reflektorn (11) £6r att ref-
lektera strdlen frdn en laser (14) anordnad under en vin-

kel relativt huvudaxeln.

5. Partikelanalysator enligt patentkrav 4, kdnnetecknad

av att vinkeln ar 90°.

6. Partikelanalysator enligt ndgot av fdregdende pa-
tentkrav, kdnnetecknad av att den fbrsta konkava reflek-

torn (11) ar en parabolisk reflektor.

7. Partikelanalysator enligt nagot av patentkrav 1-5,
kdnnetecknad av att den fdrsta konkava reflektorn (11) ar
en ellipsoid med skdrningspunkten i den ndrbeldgna fokal-
punkten, och en strdalningskollektor (13) i eller nara den
fjarrbeldgna fokalpunkten.

8. Partikelanalysator enligt patentkrav 1, ké&nnetecknad
av att den andra konkava reflektorn (20) dr en ellipsoid-

reflektor.

9. Partikelanalysator enligt nagot av fodregaende pa-
tentkrav, kinnetecknad av att varje stralningskollektor
(13, 21) ar en fotomultiplikatorenhet (23).
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10. Partikelanalysator enligt ndgot av patentkrav 1-9,
kdnnetecknad av att varje stralningskollektor (13, 21) &ar
en optisk fiber som gdr till en fotomultiplikatorenhet
(23).

11. Partikelanalysator enligt ndgot av patentkrav 1-9,
kédnnetecknad av att varje strdlningskollektor (13, 21) &r
en lins som dirigerar strdlningen till en fotomultiplika-
torenhet (23) eller en optisk fiber.

12. Forfarande for partikelanalys innefattande stegen
att féra ett sampel av fluidum (17) i form av en laminar
strémning genom en fdrsta spridningskammare (10), att
féra en strdlningsstrdle (15) genom den fdrsta sprid-
ningskammaren (10) f&r att skdra samplet (17) under rit
vinkel relativt en strémningsriktning i en fokalpunkt
(16) £0r en forsta konkav reflektor (11), varvid den
forsta konkava reflektorn (11) anvandes fdr att dirigera
strdlningen mot &tminstone en fdrsta reflektorstrdlnings-
kollektor (13), att tillata att spridd strdlning under
sma vinklar passerar genom en apertur (18) i den forsta
konkava reflektorn (11) in i en andra kammare (19), som
innefattar en andra konkav reflektor (20) och en andra
reflektorstrdlningskollektor (21) beldgen i den narbeldg-
na fokalpunkten f6r den andra konkava reflektorn (20),
varvid den andra konkava reflektorn (20) &r sa férlagd
att dess fjarrbeldagna fokalpunkt befinner sig i skéar-
ningspunkten £6r strdlningsstrilen (15) och samplet (17),
och att omvandla den uppsamlade stralningen till elekt-
riska signaler (23) behandla och analysera de elektriska
signalerna och att avldgsna den icke spridda stralningen
(23).

13. Foérfarande enligt patentkrav 13, kdnnetecknat av att

samplet (17) a&r en aerosol.
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